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Abstract (en)
[origin: WO2021144400A1] The invention relates to an MEMS transducer that comprises a vibrating diaphragm (1) for producing or picking up
pressure waves in a fluid in a vertical direction, wherein the vibrating diaphragm (1) is held by a support (4) and the vibrating diaphragm (1) has two
or more vertical sections (2) that are formed parallel to the vertical direction and comprise at least one layer of an actuator material (11). The ends
of the vibrating diaphragm (1) are in contact with an electrode (13), which means that actuation of the at least one electrode (13) allows the two or
more vertical sections (2) to be excited to produce horizontal vibrations or which means that excitation of the two or more vertical sections (2) to
produce horizontal vibrations results in an electrical signal being able to be generated at the at least one electrode (13).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen MEMS-Wandler, welcher eine schwingfähige Membran (1) zur Erzeugung oder Aufnahme von Druckwellen eines Fluids
in einer vertikalen Richtung umfasst, wobei die schwingfähige Membran (1) von einem Träger (4) gehalten wird und die schwingfähige Membran
(1) zwei oder mehr vertikale Abschnitte (2) aufweist, welche parallel zur vertikalen Richtung ausgebildet sind und mindestens eine Lage aus einem
Aktuatormaterial (11) umfassen. Die schwingfähige Membran (1) liegt bevorzugt endseitig mit einer Elektrode (13) kontaktiert vor, sodass durch
Ansteuerung der mindestens einer Elektrode (13) die zwei oder mehr vertikalen Abschnitte (2) zu horizontalen Schwingungen angeregt werden
können oder sodass bei Anregung der zwei oder mehr vertikalen Abschnitte (2) zu horizontalen Schwingungen an der mindestens einen Elektrode
(13) ein elektrisches Signal erzeugt werden kann.
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